
第1日目： 5月25日（月）
8:00  9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00

A会場
１F

大ホール

B会場
２F

小ホール

C会場
２F

さくら西

D会場
２F

さくら東

E会場
２F

会議室 A・B

F会場
２F

会議室 C・D

G会場
３F

中会議室
（銀杏）

ポスター会場

写真コンクール
貼付

9:00～10:00

３F
会議室 1・2
会議室 3・4

フランダースセンター 写真展示 （フランダースセンター）

10：00～18：00

S-1
日本-カナダ 2国間交流シンポジウム

9：00～12：00

LS-1
カールツｧイス

12:00～12:50

M-5
ナノ材料

9：30〜11：45

S-1
日本-カナダ 2国間交流シンポジウム

13：15～16：30

M-8
その場観察・環境制御

9：15～11：45

S-12
超解像蛍光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ

13：00〜16：15

LS-4
ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰ

ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ

12:00～12:50

M-3
セラミックス

13：00〜16：15

貼付
9:00～10:00

ポスター討論
16：30～18：00

ポスター展示
10：00～16：30

M-8
その場観察・環境制御

13：00～15：15

T-2
医学・生物系
チュートリアル
18：00～19：30

T-1
装置・材料系
チュートリアル
18：00～19：30

S-2
超高圧電顕法の新展開

9：30〜11：45

S-7
単粒子ｸﾗｲｵ電顕法の応用

9：00〜11：45

LS-3
日本電子
12:00～12:50

LS-2
日立ハイテク
12:00～12:50

S-2
超高圧電顕法の新展開

13：00〜15：30

S-8
SEM画像の定量化手法

9：00～11：45

I-5
イオンビーム・
試料作製法
9：30〜11：30

LS-6
アメテック

12:00～12:50

OT-1
公益財団法人風戸研究奨励会

受賞講演会
13：30～16：30

OT-9
ﾌﾞﾙｶｰ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ
15:25～
15:55

OT-3
ｻｰﾓﾌｨｯ

ｼｬｰ
15:40～
16:10

OT-4
HREM
14:40～
15:10

OT-6
カール

ツァイス

15:20～
15:50

LS-5
東陽テクニカ
12:00～12:50

I-6
画像処理・
画像解析

13：00〜14：30



第2日目： 5月26日（火）
8:00  9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00

A会場
１F

大ホール

B会場
２F

小ホール

C会場
２F

さくら西

D会場
２F

さくら東

E会場
２F

会議室 A・B

F会場
２F

会議室 C・D

G会場
３F

中会議室
（銀杏）

ポスター会場

写真コンクール

３F
会議室 1・2
会議室 3・4

フランダースセンター

OT-7
ｱﾒﾃｯｸ
13:30
～

14:00

M-2
半導体
15:00～
16:00

M-1
金属

13:50〜
14:50

I-4
各種位相法

14：20〜16：00

M-1
金属

9：00〜11：35

B-4
試料作製
観察法

9:00〜9:45

B-5
細胞・組織

10：00〜11：20

S-9
顕微鏡を軸にした装置融合

8：45〜11：45

B-2
ｸﾗｲｵ電
顕ﾀﾝﾊﾟｸ
14：15〜
15：00

B-７
微生物
15：15〜
16：00

懇親会

ホテルアウィーナ大阪

４F「金剛」

写真展示 （フランダースセンター）

9：00～17：30

ポスター討論
16：00～17：30

ポスター展示
9：00～16：00

S-1
日本－カナダ ２国間交流シンポジウム

8：30～11：30

S-6
Next generation of

cryo-SEM
14：15〜16：00

S-6
Next generation of cryo-SEM

9：00〜11：35

I-1
TEM/STEM/収差補正

9：00〜11：35

I-4
各種位相法
9：15〜11：30

I-1
TEM/STEM/収差補正

13：45〜16：00

総会
12:00～13:15

SS-1
学会賞授賞講演

（瀬藤賞、論文賞）
13：30～16：00

S-10
顕微鏡法と機械学習の融合

13：30〜16：15

OT-8
ﾗｲｶﾏｲｸﾛ

ｼｽﾃﾑｽﾞ

13:30
～

14:00

OT-5
総合画
像研究
支援

13:30～
14:00



第3日目： 5月27日（水）
8:00  9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00

A会場
１F

大ホール

B会場
２F

小ホール

C会場
２F

さくら西

D会場
２F

さくら東

E会場
２F

会議室 A・B

F会場
２F

会議室 C・D

G会場
３F

中会議室
（銀杏）

ポスター会場

写真コンクール

３F
会議室 1・2
会議室 3・4

フランダースセンター 写真展示 （フランダースセンター）

9：00～15：00
撤去

15：00～16：30

M-4
磁性体・誘電体
13:00〜15：45

LS-12
日本電子
12:00～12:50

LS-11
アメテック

12:00～12:50

I-2
SEM

9：00～11：30

I-8
その他(装置・手法系）

9：00〜11：45

I-8
その他（装
置・手法）

13：00〜14：00

ポスター展示
9：00～15：00

撤去
15：00～16：30

M-6
ｿﾌﾄﾏﾃﾘｱﾙ

9：00〜10：30

OT-2
ﾒﾙﾋﾞﾙ
10:40～
11:10

LS-10
カールツｧイス

12:00～12:50

S-11
ｼﾅｼﾞｪﾃｨｯｸSPM計測原理

13：00〜15：45

S-5
CLEM（相関顕微鏡法）現状と将来展望

13：00〜16：00

LS-9
ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰ

ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ

12:00～12:50

S-3
ラマン散乱顕微鏡ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ

9：00〜11：45

I-7
三次元解析

13：00〜14：30

I-3
分析電顕・状態

分析
13：15〜14：30

LS-7
ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ
ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
12:00～12:50

LS-8
日立ハイテク
12:00～12:50

I-3
分析電顕・状態分析

8:45～11：45

S-4
クライオ電子線トモグラフィー

9：00〜11：45


